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Fig. 1. TEM images of hollow SiO2 nanoparticles 
produced by electron beam.
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  본 연구에서는 전자빔 조사를 이용하여 기조건에서 중공 실리카 나노입자의 새로운 기체

상 단일 공정 제조 방법을 제시하였다. 실험에서는 전구체로서 TEOS와 은 나노입자가 사용되

었다. EDS 분석 결과 실리카 중공 나노입자의 제조를 확인하였으며, TEM 분석을 통해 제조된 

중공나노입자의 평균 지름과 쉘 두께가 각각 56 nm와 10 nm임을 알 수 있었다.
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